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Abstract  We describe the structure and preliminary experimental results of two microrobots. 
The structure of the robot is a Stewart platform using piezo elements. The robots move 
on a surface in a wide operation area by the principle of an inchworm. Their platforms 
realize minute displacement with six degrees of freedom by the parallel mechanism. 
The static displacement of the platforms is expressed by using the Jacobian matrix. 
The minute displacements obtained by the preliminary experiments were described. In 
the first model, the displacement was much smaller than the theoretical value, because 
of the stiffness of the structure. In the second model, we introduced elastic hinge 
mechanism which enlarges the deformation of the piezo and decreases the stiffness of 
the structure. The minute displacement which was obtained experimentally almost 
agreed with the theoretical displacement. The minimum displacement in the linear 





























































さ 5×5×10mm の NEC トーキン製 AE0505D08 で、DC100V 印
加時に 6.1μm 伸びる。圧電素子の伸縮量の個体差は

















間の距離は 41mm である。同様に基板に接触していない 3
個の頂点も正三角形を構成し、頂点と頂点間の距離は

















































(a) 上面図（電圧印加前） (b) 上面図（電圧印加時） 
 
 




dy, dz)と角度変位(dθx, dθy, dθz)より、微小変位ベクト
ル dp=(dx, dy, dz, dθx, dθy, dθz)Tを定義する。また、









長さを L=25.7 mm, ステージの微小変位量 dx, dy, dz を
0.001μm, 微小角度変位 dθx, dθy, dθzを 0.001mrad とし
幾何学的計算によって求めた。具体的には、dp=(1μm, 0, 
0, 0, 0, 0)Tを与えた時の圧電素子の変形量ベクトル dq
を幾何学的に求める。同様に dp=(0, 1μm, 0, 0, 0, 0)T, 
(0, 0, 1μm, 0, 0, 0)T, (0, 0, 0, 1μrad, 0, 0,)T, (0, 
0, 0, 0, 1μrad, 0)T, (0, 0, 0, 0, 0, 1μrad)T に対し
て得られる各 dq を連立させ、それらを解くことによっ

































dp=(1μm, 1, 1, 1, 1, 1)Tとなり式(1)(2)より dq=(0, 0, 
1μm, 0, 0, 0)T が得られる。また dL1, dL3, dL5 に 1μm
の変位を、dL2, dL4, dL6に－1μm の変位を与えると、同










































素子が dL だけ伸びるとき、プレート間隔は da だけ変化













































いた。弾性ヒンジは厚さ 0.3mm のバネ材 SUS304 を用 
いる。圧電素子を六員環に接続する 6 個の接合部は
Al2024(超ジュラルミン)である。ロボットの大きさは 73
×70×53mm で質量は 163g である。図７では吸着素子と
して電磁石が取り付けられている。電磁石を励磁し、脚
を固定した状態でヒンジ機構を動作させ、プラットフォ








































ォームが直線変位 dx, dy, dz と回転変位 dθx, dθy, dθz
を得られるように圧電素子を伸縮させる。プラットフォ




おける変位量は dx, dy が理論値の約 60%、dz が 45 %、
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